Ptiloha €. 1 - Technické podminky

»Vymeéna prozarovaciho elektronového mikroskopu Tecnai F20“

Typové oznaceni pfristroje

Talos F200C

Zakladni pozadavky zadavatele

disperzivni Roentgenové spektroskopie.

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je obnova pfistrojového vybaveni a rozSifeni aplikaénich moznosti Centralni laboratofe kryo-elektronové
mikroskopie a tomografie CEITEC MU formou odinstalovani stavajiciho prozafovaciho elektronového mikroskopu a dodani nového 200kV
prozarovaciho elektronového mikroskopu pro kryo-elektronovou mikropii s moznostmi provadéni méfeni v rastrovacim reZzimu a méfeni energiové

Obecné podminky: (Nabidka uchaze¢e musi splfiovat
vSechny niZe uvedené pozadavky)

Povinny
parametr

Minimalni
hodnota

Metodika hodnoceni

Hodnota
parametru
(body)

Nabidka uchazece(Uchazec uvede
ANO/NE.)

Zadavatel poZaduje zajisténi kompletni demontdze,
odstranéni z mista plnéni stdvajictho prozarovaciho
elektronového mikroskopu FEI Tecnai F20 G2 vcetné
vech jeho perifernich soucasti.

ano

ano

ano

Dodany prozafovaci elektronovy mikroskop a zdroj
vysokého napéti musi byt umistitelné do
mistnosti 1S113 budovy A35 (UKB Bohunice,
vzdalenosti jednotlivych c¢astmi mikroskopu a
zaroven byly umoznény veskeré servisni ukony
na pfistroji.

ano

ano

ano




Celkovy tepelny vykon mikroskopu véenté vSech
perifernich soucasti umisténych v mistnosti 15113 musi

ano ano ano
byt nizsi nez 3.5 kW.
Mikroskop bude zapojen do elektrické sité pomoci
zasuvky 230V s maximalnim celkovym pfikonem celého ano ano ano
zafizeni 7.36 kVA.
Mikroskop umoZnuje napojeni na rozvod stlaceného
vzduchu budovy 6 bar a nevyzaduje napojeni ano ano ano
dodatecného kompresoru.
Mikroskop a chladici zatizeni je mozné napojit na stavajici
rozvod pro vedeni chladici vody. ano ano ane
Nabidka uchazece(Uchaze¢ uvede
ANO/NE. V pfipadé, Ze je v technické
specifikaci uvedena mezni hodnota
rozméru nebo vykonu, je nutno uvést
. S Hodnota konkrétni hodnotu, které jim nabizené
Poiadoyané ?ecl’vmickéva funk,t"fni VlaStI'TOSti(Nabl'dka Povinny | Minimalni Metodika hodnoceni parametru plnénl'vdosahuje. I\{Ié seza to,vie pokud
uchazece musi splfiovat vSechny nize uvedené parametry) parametr hodnota uchazec neuvede nékterou pozadovanou
(body) hodnotu, jim nabizené plnéni dosahuje
minimalni hodnoty uvedené zadavatelem
ve sloupci "minimalni pozadovana
hodnota". Uchazed nize uvedené
hodnoty garantuje.)
Zdroj elektroni: Schottky field-emission gun (FEG) s
minimalnim jasem 1.8x10°9 A/cm”2 nebo studeny field- ano ano ano
emission gun (cold-FEG).
Minimalni rozsah urychlovacich napéti je 20 — 200 kV. ano ano ano
Mikroskop je sefizen pro praci minimalné pfi 200 kV. ano ano ano
Minimalni bodové rozliseni mikroskopu musi byt 0.3 nm 0.3 nm (nejlepsi nabidka / aktualni , .
., ano . ) 2 ano. Bodové rozliSeni 0.3 nm
nebo lepsi. (mensi nabidka) x Hodnota parametru




Mikroskop musi byt vybaven piné automatickym
bezolejovym vakuovym systémem schopnym

poskytnout stabilni podminky pro pozorovani za ano ano ano
kryo-podminek po dobu minimalné 8 hodin nebo
delSi. Pracovni tlak v prostoru vzorku musi byt
nizsi nez 1x10-5 Pa.
Mikroskop musi byt vybaven ctyf-stupfiovym systémem
magnetickych Cocek skladajicim se z ¢ocky kondenzoru,
c¢ocky objektivu, polarizacni ¢ocky a cocky stigmatoru.
%y oy . L ano ano ano
Cocky umoznuji provoz mikroskopu v transmisnim (TEM),
difrakénim, skenovacim transmisnim (STEM) reZimu a
rezimu energiové disperznich Roentgenové spektroskopie
(EDS).
ne ne Ano — 1.0 x Hodnota parametru ano. Obj. cocka pracuje pri
Objektivova ¢ocka pracuje pfi konstatnim vykonu. Ne — 0.0 x Hodnota parametru konstantnim vykonu
Automatickd zména konfigurace pfi prepinani mezi
. S ano ano ano
jednotlivymi rezimy (TEM, ED, STEM, EDS).
Pfimé méreni proudu elektronového svazku. ano ano ano
Sférickd aberace objektivové ¢ocky musi byt 2.7 mm nebo 2.7 mm (nejlepsi nabidka / aktualni
v ano Y. , ano, 2.7 mm

lepsi. (mensi nabidka) x Hodnota parametru
ZvétSovaci systém mikroskopu poskytuje neotoceny obraz ano ano ano
se zvétSenim v rozmezi minimalné 60x — 600.000x.
PIné motorizovany mechanismus ovladani C1,

s . ano ano ano
C2, objektivové a SA clony.
Mikroskop je vybaven antikontaminacnim zafizenim

. ano ano ano
(cryobox) v tubusu mikroskopu.
Y . e Ano — 1.0 x Hodnota parametru ano. PIné motorizovany

Cryobox lze retrahovat pro zvyseni efektivity EDS méfeni. ne ne P 4

PIné motorizované ovladani pohybu cryoboxu.

Ne — 0.0 x Hodnota parametru

retrahovatelny cryobox.




NarUst kontaminace na povrchu vzorku pti méreni za kryo 1.0 nm o, ) . .
, . ov, . . . ., (nejlepsi nabidka / aktualni ano, 0.7 nm, doplnéno ice growth
podminek je nizsi nez 1.0nm za hodinu béhem 24 ano (mensi ,
. ] % nabidka) x Hodnota parametru reportem
hodinového testu. hodnota
Mikroskop je vybaven plné motorizovanym eucentrickym ano ano ano
stolkem a systémem pro boc¢ni vkladani vzorku.
Mikroskop musi umoznovat naklon vzorku na
standartni 3mm TEM sit’ce ve vhodném drzaku v ano ano ano
rozsahu minimalné £ 70°.
Stolek musi umoznovat posun v X,Y v rozsahu minimalné
C ano ano ano
+1mm a v Z minimalné £0.2mm.
Stolek musi umoZiovat reprodukovatelny posun na
definovanou pozici s presnosti <0.6um v horizontalnich ano ano ano
smérech (X,Y).
. . Ly . , Ano — 1.0 x Hodnota parametru ) .
Mikroskop je umistén v celomikroskopovém krytu pro ne ne ano, celomikroskopovy kryt

zajiSténi stabilnich pracovnich podminek.

Ne — 0.0 x Hodnota parametru




Mikroskop je vybaven HAADF detektor pro méreni v STEM
rezimu.**

ano

ano

ano. XXXXXXXXXXXX

Mikroskop je vybaven EDS detektorem poskytujicim
rozliseni lepsi nez 130 eV (pro Mn Ka) a minimalni
plochou 30mm? **

ano

ano

ano. XXXXXXXXXX




ano. XXXXXXXXXXXXX

ano ano
Mikroskop je vybaven retrahovatelnou CMOS kamerou s
velikosti ¢ipu minimalné 4k x 4k pixeld.**
Kamera je plné integrovana do ovlddaciho software ano ano ano
mikroskopu a aplikacniho software pro méreni dat

8% (vyssi ..
DQE k 5 200KV 0.5 Nvauist frek . ano h;;nZta (aktudlni nabidka / nejlepsi ano. DQE kamery pri 200kV pro 0.5
(%v, arv'nery pri pro ©.> Nyquistovy frekvence Je .. nabidka) x Hodnota parametru Nyquistovy frekvence je 9%

vy$si neZ 8 %.** lepsi)
Mikroskop umoZnuje pfipojeni druhé retrahovatelné ano ano ano

kamery umisténé v roviné CMOS kamery.




Mikroskop umoZnuje instalaci tfeti kamery umisténé v ose
mikroskopu pod rovinou dodané CMOS kamery.

ano

ano

ano

Dodané zafizeni umoznuje retrofit kamery Falcon 3 EC
v€éetné jeho plné integrace do ovladaciho software
mikroskopu.

ne

ne

Ano — 1.0 x Hodnota parametru
Ne — 0.0 x Hodnota parametru

10

ano. Umoznuje retrofit kamery
Falcon 3 EC vietné jeho plné
integrace do ovlddaciho software
mikroskopu

Soucasti dodavky je retrahovatelny pfimy detektor
elektronl s velikosti senzoru minimalné 4k x 4k pixel(,
rychlosti vycitani dat minimalné 40fps, DQE pfi 200kV pro
0.5 Nyquistovy frekvence vyssi nez 40 %, moznosti méreni
v reZimu pocitani elektronl (electron counting), ktery je
plné integrovany do fidictho software mikroskopu.
Soucasti detektoru je uUlozisté o kapacité minimalné 50 TB
s 10Gb pfipojenim optickymi vlakny pro rychly prenos dat.

ne

ne

Ano — 1.0 x Hodnota parametru
Ne — 0.0 x Hodnota parametru

20

ne

Dva drzaky 3mm TEM mfiZek pro praci pfi pokojové
teploté naklonitelné v jedné ose v rozsahu minimalné £

70°.

ano

ano

ano

Dva kryo drzaky 3mm TEM mtiZek pro praci za teplot
nizdich nez -150°C naklonitelné v jedné ose v rozsahu
minimalné £ 70°.

ano

ano

ano

PIné vybaveny ovladaci pocita€ s parametry
umoziujicimi plnohodnotné vyuZziti predmétu
pInéni.

ano

ano

ano

Chladic¢ pro zajisténi teplotni stability mikroskopu pracujici
na principu voda-voda.

ano

ano

ano




Mikroskop musi umozZniovat kompletni obsluhu bez

L, . . . ., . ano ano ano
nutnosti pritomnosti operatora v mikroskopové mistnosti
na vzddlenost minimalné 10m. Vzdalend obsluha musi
umoznovat kompletni ovladani vsech funkci mikroskopu.
Mikroskop musi byt dodan se software pro automatické ano ano ano

méreni a vyhodnoceni STEM-EDS dat.

Soucasti dodavky je kompletni dokumentace s operacnimi
postupy a manualy k mikroskopu a jednotlivym perifernim ano ano ano
zafizenim. VeSkerd dokumentace musi byt dodana v
elektronické formé v ¢eském nebo anglickém jazyce.

Zadavatel musi poskytnout podporu pfi pouzivani Cdi
standardni udrzbé mikroskopu v dobé kratsi nez 24 hodin
v pracovni dny mezi 8:00 a 17:00 hod. Podpora bude ano ano ano
realizovana formou help desk nebo podobného systému
pro identifikaci a diagnostiku jakychkoliv problém{
spojenych s provozem mikroskopu.

Kazdd podand nabidka bude vyhodnocena. Za splnéni jednotlivych kritérii bude pridéleno odpovidajici bodové ohodnoceni a nabidky budou serfazeny podle poctu obdrZenych
bodii. Nabidka s nejvyssim poctem bodii bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

* Povinné parametry musi byt splnény alesporf na minimdlni poZadované urovni. V opacném pripadé bude nabidka vyfazena.

** Nabizené reseni bude detailné popsdno v nabidce.



